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Проведены исследования эмиссионных спектров и параметров пучковой плазмы, 
формируемой форвакуумным плазменным источником ленточного электронного пучка в 
условиях его транспортировки без сопровождающего магнитного поля. Определены условия 
зажигания в области транспортировки пучка пучково-плазменного разряда, позволяющего 
формировать плазменное образование типа ”плазменного листа“ с концентрацией ~ 1016 m−3 
и температурой электронов 1−2.5 eV. 
 
The emission spectra and parameters of the beam plasma formed by a forevacuum plasma source of 
a ribbon electron beam in the conditions of its transportation without an accompanying magnetic 
field have been studied. The ignition conditions in the beam transportation region of the beam–





 and an electron temperature of 1–2.5 eV have been determined.  
 
Использование ленточного электронного пучка позволяет создавать пучковую 
плазму типа плазменного листа“ с площадью в сотни квадратных сантиметров, 
представляющую интерес с точки зрения ее использования в различных 
практических приложениях [1]. Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют, что даже в отсутствие транспортирующего магнитного поля в 
области транспортировки ленточного пучка возможно зажигание плазменно-
пучкового разряда, формируемого форвакуумным плазменным источником 
электронов. Концентрация и температура электронов в плазме разряда 
составляют ∼ 1016 m−3 и 1−2.5 eV соответственно. При этом наблюдается 
качественное изменение эмиссионного спектра плазмы разряда. 
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